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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Flis-
sigkristallvorrichtung, in der Licht, das durch einen
Flissigkristall geht, durch Steuern der Ausrichtung
des Flissigkristalls zur Anzeige eines Bildes modu-
liert wird. Die vorliegende Erfindung betrifft auch eine
elektronische Vorrichtung, die die Flissigkristallvor-
richtung verwendet.

[0002] Seit kurzem werden Flussigkristallvorrichtun-
gen allgemein fir elektronische Vorrichtungen, wie
einen Computer und ein Mobiltelefon, verwendet. Die
Flissigkristallvorrichtung umfasst im Allgemeinen ei-
nen Flussigkristall, der zwischen einem Paar von
Substraten liegt, die jeweils eine Elektrode umfas-
sen, so dass die Ausrichtung des Flussigkristalls
durch Anlegen einer Spannung zwischen beiden
Elektroden gesteuert wird, um Licht zu modulieren,
das durch den Flussigkristall geht, um ein Bild anzu-
zeigen.

[0003] Verschiedene bekannte Flussigkristallvor-
richtungen werden auf der Basis des Systems zum
Zuleiten von Licht zu dem Flussigkristall in eine re-
flektive FlUssigkristallvorrichtung mit einer Struktur, in
der externes Licht von einer Reflektorplatte reflektiert
wird, die an der AuRRenflache oder der Innenflache ei-
nes der Substrate bereitgestellt ist, eine transmissive
Flussigkristallvorrichtung, die eine Struktur aufweist,
in der Licht zu dem Flussigkristall in ebener Weise
unter Verwendung einer Beleuchtungsvorrichtung
geleitet wird, die auRerhalb eines der Substrate be-
reitgestellt ist, und eine transflektive Flussigkristall-
vorrichtung, die als reflektiver Typ funktioniert, wenn
externes Licht einfallt, und als transmissiver Typ funk-
tioniert, wenn externes Licht unzureichend ist, unter-
schieden.

[0004] Als Flussigkristallvorrichtung fur ein System,
bei dem Licht zu dem Flussigkristall unter Verwen-
dung der Beleuchtungsvorrichtung geleitet wird, wie
bei der transmissiven Flissigkristallvorrichtung oder
der transflektiven Flissigkristallvorrichtung, ist allge-
mein eine Flussigkristallvorrichtung bekannt, in der
eine Licht emittierende Vorrichtung, wie eine LED
(Leuchtdiode) oder dergleichen, als Lichtemissions-
quelle verwendet wird. In der Flussigkristallvorrich-
tung in diesem System ist die Licht emittierende Vor-
richtung auf einem nicht flexiblen Substrat, wie einem
Glasepoxidsubstrat, montiert, und das nicht flexible
Substrat ist auf einem Gehause eines Lichtleiters
montiert, so dass die Licht emittierende Vorrichtung
gegeniber der Licht empfangenden Oberflache des
Lichtleiters angeordnet ist.

[0005] Die herkdmmliche Flussigkristallvorrichtung
mit der zuvor beschriebenen Struktur muss jedoch
ein zweckbestimmtes, nicht flexibles Substrat fiir die
Licht emittierende Vorrichtung verwenden und muss

eine Struktur bilden, die das nicht flexible Substrat
stlitzt, wodurch das Problem erhéhter Kosten und ei-
ner komplizierten Struktur entsteht und keine kleine
Flissigkristallvorrichtung erreicht werden kann.

[0006] Die Japanische Patentschrift Nr. 2000-98415
offenbart eine FlUssigkristallanzeigevorrichtung, die
eine Flussigkristallscheibe umfasst, die tber eine fle-
xible Verdrahtungsplatte an eine gedruckte Verdrah-
tungsplatte angeschlossen ist. Die flexible Verdrah-
tungsplatte ist zwischen der Flussigkristallscheibe
und der gedruckten Verdrahtungsplatte gebogen.
Eine Lichtdurchlassplatte mit einem Lichteinfallsende
ist zwischen der Flussigkristallscheibe und der ge-
druckten Verdrahtungsplatte angeordnet, so dass
das Lichteinfallsende nahe dem gebogenen Teil der
flexiblen Verdrahtungsplatte angeordnet ist. Eine
Lichtquelle, die imstande ist, Licht zu dem Lichtein-
fallsende der Lichtdurchlassplatte zu emittieren, ist in
dem gebogenen Teil der flexiblen Verdrahtungsplatte
montiert.

[0007] Die vorliegende Erfindung wurde unter Be-
ricksichtigung des obengenannten Problems ge-
macht, und eine erste Aufgabe der vorliegenden Er-
findung besteht darin, eine Abweichung der Position
einer Licht emittierenden Vorrichtung relativ zu einem
Lichtleiter zu verhindern, um das Auftreten einer
Schwankung in der Effizienz des Lichteinfalls auf
dem Lichtleiter zu verhindern, selbst wenn eine Stitz-
struktur fur die Licht emittierende Vorrichtung verein-
facht ist, wodurch das Auftreten von Schwankungen
in dem Licht verhindert werden, das einem FlUssig-
kristall zugefuhrt wird.
(1) Zur Lésung der ersten Aufgabe umfasst ge-
mal einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung eine FlUssigkristallvorrichtung ein Paar von
Substraten, die einen Flussigkristall dazwischen
halten, einen Lichtleiter, der gegeniiber einem der
Substrate bereitgestellt ist, ein flexibles Substrat,
das an eines der Substrate angeschlossen ist,
und eine Licht emittierende Vorrichtung, die ge-
genuber einer Licht empfangenden Oberflache
des Lichtleiters bereitgestellt ist, wobei die Licht
emittierende Vorrichtung auf dem flexiblen Subst-
rat montiert und gegenuiber der Licht empfangen-
den Oberflache angeordnet ist, und ein Positio-
niermittel zwischen der Licht emittierenden Vor-
richtung und der Licht empfangenden Oberflache
des Lichtleiters bereitgestellt ist, um die Licht
emittierende Vorrichtung zu positionieren.

[0008] In der Flussigkristallvorrichtung gemal dem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist die Licht
emittierende Vorrichtung auf dem flexiblen Substrat
bereitgestellt und gegenlber der Licht empfangen-
den Oberflache des Lichtleiters angeordnet, und das
Positioniermittel ist zwischen der Licht emittierenden
Vorrichtung und der Licht empfangenden Oberflache
des Lichtleiters bereitgestellt, um die Lichtventil zu
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positionieren.

[0009] In der Flussigkristallvorrichtung gemal dem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist die Licht
emittierende Vorrichtung auf dem flexiblen Substrat
bereitgestellt und gegeniiber der Licht empfangen-
den Oberflache des Lichtleiters angeordnet, um eine
Stutzstruktur fur die Licht emittierende Vorrichtung
deutlich zu vereinfachen, wodurch Verringerungen in
den Kosten und in der Grof3e der Flussigkristallvor-
richtung erreicht werden.

[0010] Ferner kann das Positioniermittel eine Ab-
weichung der Position der Licht emittierenden Vor-
richtung relativ zu dem Lichtleiter verhindern, selbst
wenn die Stutzstruktur fur die Licht emittierende Vor-
richtung vereinfacht ist. Daher kann ein Auftreten von
Schwankungen in der Effizienz des Lichteinfalls auf
dem Lichtleiter verhindert werden, wodurch das Auf-
treten von Schwankungen in dem Licht, das einem
Flussigkristall zugefuhrt wird, verhindert wird.

[0011] In der Flussigkristallvorrichtung gemal dem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung umfasst
das Positioniermittel vorzugsweise einen vorstehen-
den Abschnitt, der entweder an der Licht emittieren-
den Vorrichtung oder dem Lichtleiter bereitgestellt ist,
und einen vertieften Abschnitt, der an dem anderen
Element bereitgestellt ist, so dass er mit dem vorste-
henden Abschnitt in Eingriff gelangt: Der vorstehende
Abschnitt kann einen zylindrischen Stift oder einen
dreieckigen Prismafortsatz umfassen.

[0012] In der Flussigkristallvorrichtung gemafl dem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist das fle-
xible Substrat vorzugsweise entlang der Licht emp-
fangenden Oberflache des Lichtleiters so gebogen,
dass die Licht emittierende Vorrichtung gegentber
der Licht empfangenden Oberflache angeordnet ist.
In vielen Fallen ist ein Steuersubstrat separat von
dem Paar von Substraten bereitgestellt, um einen
Betrieb des Flussigkristalls, der zwischen dem Paar
von Substraten gehalten wird, zu steuern. In vielen
Fallen wird das flexible Substrat entlang der Licht
empfangenden Oberflache des Lichtleiters gebogen
und dann an das Steuersubstrat angeschlossen. Da-
her ist die Licht emittierende Vorrichtung vorzugswei-
se gegenuber der Licht empfangenden Oberflache
angeordnet, wenn das flexible Substrat entlang der
Licht empfangenden Oberflache des Lichtleiters ge-
bogen wird.

[0013] In der Flussigkristallvorrichtung gemafl dem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung weist das
flexible Substrat vorzugsweise eine Anschlussklem-
me auf, die an eines der Substrate angeschlossen ist,
sowie die Licht emittierende Vorrichtung, die auf der-
selben Oberflache des flexiblen Substrats bereitge-
stellt ist wie die Oberflache, wo die Anschlussklemme
bereitgestellt ist, und ein Verdrahtungsmuster, das an

der Oberflache gegeniiber der Oberflache bereitge-
stellt ist, wo die Licht emittierende Vorrichtung bereit-
gestellt ist, wobei das Verdrahtungsmuster vorzugs-
weise an die Anschlussklemme durch ein Durch-
gangsloch angeschlossen ist. Bei dieser Konstrukti-
on fehlt das Verdrahtungsmuster an der Oberflache
des flexiblen Substrats, auf dem die Licht emittieren-
de Vorrichtung bereitgestellt ist, und somit kann die
Position, wo die Licht emittierende Vorrichtung bereit-
gestellt ist, frei gewahlt werden. Ebenso wird das Ver-
drahtungsmuster durch die Licht emittierende Vor-
richtung nicht behindert, und somit kann das Muster-
design leicht hergestellt werden.

[0014] In der Flussigkristallvorrichtung gemal dem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung weist das
flexible Substrat eine Anschlussklemme auf, die an
eines der Substrate angeschlossen ist, sowie das
Verdrahtungsmuster, das an derselben Oberflache
wie die Oberflache gebildet ist, auf der die Anschluss-
klemme bereitgestellt ist, und die Licht emittierende
Vorrichtung kann auf derselben Oberflache des fle-
xiblen Substrats bereitgestellt sein wie die Oberfla-
che, auf der das Verdrahtungsmuster bereitgestellt
ist.

[0015] In der Flussigkristallvorrichtung gemafl dem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung mit der
Struktur, in der die Licht emittierende Vorrichtung auf
derselben Oberflache des flexiblen Substrats bereit-
gestellt ist wie die Oberflache, auf der das Verdrah-
tungsmuster bereitgestellt ist, ist das Verdrahtungs-
muster vorzugsweise auf dem flexiblen Substrat be-
reitgestellt, um die Licht emittierende Vorrichtung zu
meiden. Dadurch kann das Auftreten einer Stérung in
dem Verdrahtungsmuster verhindert werden, selbst
wenn die Licht emittierende Vorrichtung auf dem fle-
xiblen Substrat bereitgestellt ist.

[0016] In der Flussigkristallvorrichtung gemafl dem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung kann die
Licht emittierende Vorrichtung auf dem flexiblen Sub-
strat derart bereitgestellt sein, dass sich die Licht
emittierende Oberflache an der Seite der Oberflache
befindet, die an dem flexiblen Substrat montiert ist. In
diesem Fall ist die Seite, die als Licht emittierende
Oberflache dient, gegenuber der Licht empfangen-
den Oberflache des Lichtleiters angeordnet. Wie in
Fig. 10 dargestellt, kann diese Konstruktion einen
weiten Raum R an der Seite der Licht emittierenden
Vorrichtung gegenuber der Licht emittierenden Ober-
flache bilden, so dass der Raum R dazu verwendet
werden kann, zum Beispiel einen Chip-Kondensator
und andere elektronische Teile aufzunehmen.

[0017] In der Flussigkristallvorrichtung gemafl dem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung kann der
Lichtleiter in einer gebogenen Form gebildet sein, so
dass seine Licht empfangende Oberflache in die
Richtung weist, die dem Paar von Substraten entge-
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gengesetzt ist, und die Licht emittierende Oberflache
der Licht emittierenden Vorrichtung kann gegenuber
der Licht empfangenden Oberflache angeordnet
sein, die in die Richtung weist, die dem Paar von
Substraten entgegengesetzt ist. Bei dieser Konstruk-
tion, wie in Fig. 9 dargestellt, kann ein weiter Raum R
zwischen dem Lichtleiter und dem flexiblen Substrat
gebildet werden, so dass der Raum R dazu verwen-
det werden kann, zum Beispiel einen Chip-Konden-
sator und andere elektronische Teile aufzunehmen.

[0018] In der Flussigkristallvorrichtung gemafl dem
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist die Ver-
wendung des flexiblen Substrats nicht auf die spezi-
fische Anwendung beschrankt, sonder wird vorzugs-
weise zum Zuleiten eines Signals zum Ansteuern des
Flussigkristalls verwendet.
(2) Eine elektronische Vorrichtung der vorliegen-
den Erfindung umfasst eine Flissigkristallvorrich-
tung sowie eine Steuerschaltung zum Steuern ei-
nes Betriebs der Flissigkristallvorrichtung, wobei
die Flussigkristallvorrichtung eine Flussigkristall-
vorrichtung gemaf dem ersten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist, und das flexible Substrat an
die Steuerschaltung derart angeschlossen ist,
dass die Licht emittierende Vorrichtung gegenu-
ber der Licht empfangenden Oberflaiche des
Lichtleiters angeordnet ist, wobei das flexible Sub-
strat an die Steuerschaltung angeschlossen ist.

[0019] Bei Verwendung der Flissigkristallvorrich-
tung gemafl dem ersten Aspekt der vorliegenden Er-
findung kann das Positioniermittel eine Abweichung
der Position der Licht emittierenden Vorrichtung rela-
tiv zu dem Lichtleiter verhindern, selbst wenn die
Struktur um die Licht emittierende Vorrichtung verein-
facht ist, wie zuvor beschrieben, um das Auftreten ei-
ner Schwankung in der Effizienz des Lichteinfalls auf
den Lichtleiter zu verhindern, wodurch das Auftreten
einer Schwankung in dem Licht, das dem Flussigkris-
tall zugeleitet wird, verhindert wird. Dadurch ist es
moglich, das Auftreten einer Schwankung in der Hel-
ligkeit eines Bildes, das auf einem Anzeigebereich
angezeigt wird, der die Flussigkristallvorrichtung um-
fasst, von Produkt zu Produkt in der elektronischen
Vorrichtung sicher zu verhindern, wodurch viele elek-
tronische Vorrichtungen mit konstanter Anzeigequali-
tat stabil hergestellt werden kénnen.

[0020] Es werden nun Ausfihrungsformen der vor-
liegenden Erfindung anhand nur eines Beispiels und
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnun-
gen beschrieben, von welchen:

[0021] Fig.1 eine perspektivische Ansicht ist, die
eine Flussigkristallvorrichtung in einem in Einzelteile
zerlegten Zustand gemalf einer Ausfiihrungsform der
vorliegenden Erfindung zeigt.

die die

[0022] Fig.2 eine Schnittansicht ist,

Schnittstruktur der Flissigkristallvorrichtung zeigt,
die in Fig. 1 dargestellt ist.

[0023] Fig. 3 eine Zeichnung ist, die schematisch
die elektrische Konstruktion einer Flussigkristall-
scheibe zeigt, die die in Fig. 1 dargestellte Flissig-
kristallvorrichtung bildet.

[0024] Fig. 4 eine Zeichnung ist, die die Struktur ei-
nes Pixels in der in Fig. 3 dargestellten Flussigkris-
tallscheibe zeigt, wobei Fig. 4(a) eine Draufsicht ist,
und Fig. 4(b) eine Schnittansicht entlang der Linie
A-Ain Fig. 4(a) ist.

[0025] Fig. 5 eine Schnittansicht ist, die die elektri-
sche Feldrichtung in einem Elementsubstrat zeigt.

[0026] Fig. 6 eine Zeichnung ist, die das Verhaltnis
zwischen der elektrischen Feldstarke und der Orien-
tierung von FliUssigkristallmolekilen in einem Ele-
mentsubstrat zeigt.

[0027] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht ist, die
Licht emittierende Vorrichtungen gemal Ausfih-
rungsformen der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0028] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht ist, die
eine Flussigkristallvorrichtung in einem in Einzelteile
zerlegten Zustand gemaf einer anderen Ausflh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0029] Fig. 9 eine Schnittansicht ist, die den Haupt-
teil einer Flussigkristallvorrichtung geman einer wei-
teren Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt.

[0030] Fig. 10 eine Schnittansicht ist, die den
Hauptteil einer Flissigkristallvorrichtung gemaf ei-
ner weiteren Ausfihrungsform der vorliegenden Er-
findung zeigt.

[0031] Fig. 11 ein Blockdiagramm ist, das das An-
zeigesteuersystem einer elektronischen Vorrichtung
gemal einer Ausfihrungsform der vorliegenden Er-
findung zeigt.

[0032] Fig. 12 eine perspektivische Ansicht ist, die
eine elektronische Vorrichtung geman einer Ausfuh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0033] Fig. 13 eine perspektivische Ansicht ist, die
eine elektronische Vorrichtung gemaf einer weiteren
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0034] Gemal dem Ansteuerungssystem werden
Flussigkristallvorrichtungen manchmal in eine Flus-
sigkristallvorrichtung mit aktivem Matrixsystem, wo-
bei Pixelelektroden durch Schaltelemente (das heilt,
nicht linearen Elemente) angesteuert werden, und
eine Flussigkristallvorrichtung mit passivem Matrix-
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system, wobei Pixelelektroden zu einer einfachen
Matrixanordnung ohne Verwendung von Schaltele-
menten gebildet sind, unterteilt. Bei einem Vergleich
dieser beiden Vorrichtungen wird das System mit ak-
tiver Matrix vom Standpunkt des guten Kontrastes
und des Ansprechvermdgens, und dem leichten Er-
reichen einer Anzeige hoher Definition als vorteilhaft
angesehen.

[0035] Bekannte Systeme der Flissigkristallvorrich-
tung mit aktivem Matrixsystem beinhalten ein Sys-
tem, das ein Element mit drei Anschlissen, wie einen
Dunnfilmtransistor (TFT), als Schaltelement verwen-
det, und ein System, das ein Element mit zwei An-
schlussen, wie eine Dinnfilmdiode (TFD), verwen-
det. Von beiden Systemen hat die Flissigkristallvor-
richtung, die TFDs verwendet, die Vorteile, dass kein
Kurzschlussdefekt zwischen Verdrahtungen auftritt,
da es keinen Schnittpunkt zwischen den Verdrahtun-
gen gibt, und dass der Filmabscheidungsschritt und
der Photolithographieschritt verkirzt werden kénnen.

[0036] Eine Ausfuhrungsform der vorliegenden Er-
findung wird in der Folge unter Bezugnahme auf ein
Beispiel beschrieben, in dem der erste und zweite
Aspekt der vorliegenden Erfindung bei einer Flissig-
kristallvorrichtung vom aktiven Matrixtyp angewendet
wird, mit einer Struktur, die TFDs als Schaltelemente
fur Pixelelektroden verwendet. In dieser Ausfih-
rungsform ist eine Flussigkristallvorrichtung eine
transflektive Flussigkristallvorrichtung, die als reflek-
tiver Typ dient, wenn externes Licht einfallt, und als
transmissiver Typ dient, wenn externes Licht unzurei-
chend ist.

[0037] Eia.1 ist eine Flussigkristallvorrichtung ge-
manR der Ausfuhrungsform. Die Flissigkristallvorrich-
tung 1 umfasst eine Flussigkristallscheibe 2, an der
eine FPC (Flexible Printed Circuit; ein flexibles Sub-
strat) 3a und eine FPC 3b angeschlossen sind, und
einen Lichtleiter, der an der Nicht-Anzeigeseite (der
unteren Seite in Eig. 1) der Flussigkristallscheibe 2
montiert ist. Ferner ist ein Kontrollsubstrat 5 an der
Seite des Lichtleiters 4 gegentiber der Seite der Flis-
sigkristallscheibe 2 bereitgestellt. Das Kontrollsubst-
rat 5 wird den Umstanden entsprechend als Kompo-
nente der Flussigkristallvorrichtung oder als Kompo-
nente einer elektronischen Vorrichtung, an der die
Flissigkristallvorrichtung montiert ist, verwendet. In
dieser Ausfuhrungsform werden die FPCs 3a und 3b
fur einen elektrischen Anschluss der Flussigkristall-
scheibe 2 und des Kontrollsubstrates 5 verwendet.

[0038] Die Flussigkristallscheibe 2 umfasst ein Paar
von Substraten 7a und 7b, die mit einem Dichtungs-
ringmaterial 6 aneinander gebunden sind. Flissig-
kristall-Ansteuer-ICs 8a sind mit einem AFC (Aniso-
tropic Conductive Film) 9 an der Oberflache des Ab-
schnitts des ersten Substrats 7a montiert, der von
dem zweiten Substrat 7b vorragt. Die Flissigkris-

tall-Ansteuer-ICs 8a sind mit dem AFC 9 an der Ober-
flache des Abschnitts des zweiten Substrats 7b mon-
tiert, der von dem ersten Substrat 7a vorragt.

[0039] Die Flussigkristallvorrichtung dieser Ausfih-
rungsform ist eine Flissigkristallvorrichtung mit akti-
vem Matrixsystem unter Verwendung von TFDs als
Schaltelemente, und eines von dem ersten Substrat
7a und dem zweiten Substrat 7b ist ein Elementsub-
strat, wahrend das andere ein Gegensubstrat ist. In
dieser Ausfuhrungsform wird das erste Substrat 7a
als Elementsubstrat angesehen, und das zweite Sub-
strat 7b wird als Gegensubstrat angesehen.

[0040] Wie in Fig. 2 dargestellt, sind Pixelelektro-
den 66 an der Innenseite des ersten Substrats 7a ge-
bildet, das als Elementsubstrat dient, und ein Polari-
sator 12a ist an dessen aullere Seite gebunden. Zu-
satzlich sind Datenleitungen 52 an der Innenseite des
zweiten Substrats 7b gebildet, das als Gegensubst-
rat dient, und ein Polarisator 12b ist an dessen aulRe-
re Seite gebunden. Ein Flussigkristall L ist in einem
Spalt, einem sogenannten Zellspalt, eingeschlossen,
der von dem ersten Substrat 7a, dem zweiten Subst-
rat 7b und dem Dichtungsmaterial 6 umgeben ist.

[0041] Obwohl in Eig. 2 nicht dargestellt, sind ver-
schiedene optische Elemente, die nicht die obenge-
nannten Elemente sind, auf dem ersten Substrat 7a
und dem zweiten Substrat 7b nach Bedarf bereitge-
stellt. Zum Beispiel ist ein Ausrichtungsfilm an der In-
nenseite jedes der Substrate bereitgestellt, um die
Orientierung des FlUssigkristalls L auszurichten. Je-
der der Ausrichtungsfilme wird zum Beispiel durch
Auftragen einer Polyimidlésung und anschlielendes
Brennen der Beschichtung gebildet. Die Polymer-
hauptketten des Polyimids werden in die vorbe-
stimmte Richtung durch Reibung gedehnt, um die
Molekule des Flissigkristalls L, der in dem Zellspalt
eingeschlossen ist, entlang der Dehnungsrichtung
des Ausrichtungsfilms zu orientieren.

[0042] In einer Farbanzeige werden Farbfilter der
Primarfarben, einschlieBlich R (Rot), G (Griin) und B
(Blau), in einer vorbestimmten Anordnung auf den
Abschnitten des Gegensubstrats gebildet, die den Pi-
xelelektroden gegeniberliegen, die auf dem Ele-
mentsubstrat gebildet sind, und eine schwarze Matrix
Bk (Schwarz) wird auf den Regionen gebildet, die
den Pixelelektroden nicht gegeniber liegen. Zur
Glattung und zum Schutz der Oberflachen der Farb-
filme und der schwarzen Matrix wird ferner ein Glat-
tungsfilm aufgetragen. Eine Gegenelektrode, die auf
dem Gegensubstrat bereitgestellt ist, wird auf der
Glattungsschicht gebildet.

[0043] Fig. 3 zeigt schematisch die elektrische Kon-
struktion der Flissigkristallscheibe 2. Wie in Fig. 3
dargestellt, sind eine Vielzahl von Abtastleitungen 51
in der Zeilenrichtung (X-Richtung) auf der Flussigkris-
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tallscheibe 2 gebildet, und eine Vielzahl von Datenlei-
tungen 52 sind in der Spaltenrichtung (Y-Richtung)
gebildet, wobei ein Pixel 53 an jedem der Schnitt-
punkte der Abtastleitungen 51 und der Datenleitun-
gen 52 gebildet ist. Jedes der Pixel 53 wird durch
eine serielle Verbindung der Flussigkristallschicht 54
und der TFD (Dunnfilmdiode) gebildet.

[0044] Die Abtastleitungen 51 werden durch Abtast-
leitungsansteuerschaltungen 57 angesteuert, und die
Datenleitungen 52 werden durch Datenleitungsan-
steuerschaltungen 58 angesteuert. In dieser Ausflh-
rungsform ist die Abtastleitungsansteuerschaltung 57
in den Flussigkristall-Ansteuerungs-ICs 8a enthalten,
und die Datenleitungsansteuerschaltung 58 ist in den
Flissigkristall-Ansteuerungs-ICs 8b enthalten, wie in
Fig. 1 dargestellt.

[0045] In Fig. 3 sind die Abtastleitungen 51 und die
TFDs 56 an der Innenseite des Elementsubstrats 7a
gebildet, wie in Fig. 2 dargestellt, und die Pixelelekt-
roden 66, die an der Innenseite des Elementsubstrats
7a gebildet sind, sind an die Abtastleitungen 51 ange-
schlossen. Andererseits sind in Fig. 3 die Datenlei-
tungen 52 als Streifenelektroden an der Innenseite
des Gegensubstrats 7b gebildet, wie in Fig. 2 darge-
stellt. Das Elementsubstrat 7a und das Gegensubst-
rat 7b sind so kombiniert, dass die Pixelelektroden 66
an einer Linie ein entgegengesetztes Positionsver-
haltnis zu einer Datenleitung 52 haben. Daher um-
fasst die Flussigkristallschicht 54 die Datenleitungen
52 und die Pixelelektroden 66 und den dazwischen
gehaltenen Flussigkristall L.

[0046] Die Datenleitungen 52 bestehen aus einem
transparenten leitenden Material, wie zum Beispiel
ITO (Indiumzinnoxid). Die Pixelelektroden 66 beste-
hen aus einem reflektierenden Material, wie Al (Alu-
minium). In Fig. 3 sind die TFDs 56 an die Abtastlei-
tungen 51 angeschlossen, und die Flussigkristall-
schicht 54 ist an die Datenleitungen 52 angeschlos-
sen. Im Gegensatz dazu kdnnen die TFDs 56 jedoch
an die Datenleitungen 52 angeschlossen sein und die
Flussigkristallschicht 54 kann an die Abtastleitungen
51 angeschlossen sein.

[0047] Fig. 4 zeigt die Konstruktion jedes Pixels in
dem Elementsubstrat 7a. Insbesondere zeigt
Fig. 4(a) die planare Struktur jedes Pixels, und
Fig. 4(b) zeigt die Schnittstruktur entlang der Linie
A-A in Fig. 4(a). In beiden Zeichnungen umfasst die
TFD 56 zwei TFD-Abschnitte, die eine erste TFD 56a
und eine zweite TFD 56b enthalten, von welchen bei-
de auf einem Isolierfilm 61 gebildet sind, der auf der
Oberflache des Elementsubstrats 7a abgeschieden
ist. Der Isolierfilm 61 besteht zum Beispiel aus Tan-
taloxid (Ta,O;) mit einer Dicke von etwa 50 bis 200
nm.

[0048] Die TFDs 56a und 56b umfassen einen ers-

ten Metallfilm 62, eine Oxidfilm 63, der auf der Ober-
flache des ersten Metallfilms 62 gebildet ist, so dass
er als Isolator dient, und zweite Metallfilme 64a bezie-
hungsweise 64b, die auf der Oberflache des Oxid-
films 63 mit einem dazwischen liegenden Raum ge-
bildet sind. Der Oxidfilm 63 umfasst Tantaloxid
(Ta,O5) und wird zum Beispiel durch Oxidieren der
Oberflache des ersten Metallfilms 62 durch ein ano-
disches Oxidationsverfahren gebildet. Bei der anodi-
schen Oxidation des ersten Metallfilms 62 werden
auch die Oberflachen der Basisabschnitte der Ab-
tastleitungen 51 oxidiert, um einen Oxidfilm zu bilden,
der Tantaloxid umfasst.

[0049] Als Dicke des Oxidfilms 63 wird ein bevor-
zugter Wert von zum Beispiel etwa 10 bis 35 nm der
Anwendung entsprechend gewahlt. Diese Dicke ist
die halbe Dicke falls eine TFD fur ein Pixel verwendet
wird. Die chemische Ldsung, die fir die anodische
Oxidation verwendet wird, ist nicht einggeschrankt,
und zum Beispiel kénnen 0,01 bis 0,1 Gewichtspro-
zent wasserige Zitronensaureldésung verwendet wer-
den.

[0050] Die zweiten Metallfiime 64a und 64b werden
durch Abscheiden eines reflektiven Materials, wie
zum Beispiel Al (Aluminium) oder dergleichen, durch
Anwendung eines Abscheidungsverfahrens, wie
Sputtern, und anschlieRendes Strukturieren des ab-
geschiedenen Films durch Photolithographie und
Atzprozesse zur Bildung eines Films mit einer Dicke
von etwa 50 bis 300 nm gebildet. Der zweite Metall-
film 64a wird bei jeder der Abtastleitungen 51 ver-
wendet, und der andere zweite Metallfilm 64b ist an
jede der Pixelelektroden 66 angeschlossen.

[0051] Die erste TFD 56a hat die laminierte Struktur
aus zweitem Metallfilm 64a/Oxidfilm 63/erstem Me-
tallflm 62, d.h., die schichtenférmige Struktur aus
Metall/Isolator/Metall, in der Reihenfolge von der Sei-
te der Abtastleitung 51, und somit ist die Strom-Span-
nungs-Eigenschaft sowohl in die negative wie auch in
die positive Richtung nicht linear. Andererseits hat die
zweite TFD 56b die laminierte Struktur aus erstem
Metallfilm 62/Oxidfilm 63/zweitem Metallfilm 64b, in
der Reihenfolge von der Seite der Abtastleitung 51,
und hat somit die Strom-Spannungs-Eigenschaft die
der ersten TFD 56a entgegengesetzt ist. Daher hat
die TFD 56 eine Form, in der zwei Elemente in Serie
in entgegengesetzte Richtungen zueinander ge-
schalten sind, und somit ist die Strom-Spannungs-Ei-
genschaft sowohl in die negative wie auch in die po-
sitive Richtung symmetrisiert, im Vergleich zu einem
Fall, in dem ein Element verwendet wird.

[0052] Der erste Metallfilm 62 besteht zum Beispiel
aus einem Tantaleinzelmaterial oder einer Tantalle-
gierung. Obwohl die Dicke des ersten Metallfiims 62
entsprechend der Anwendung der TFD 56 passend
gewahlt wird, betragt die Dicke fir gewdhnlich etwa
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100 bis 500 nm. Bei Verwendung einer Tantallegie-
rung fur den ersten Metallfilm 62 wird ein Element in
der VI bis VIII Gruppe der Periodentafel, wie Wolf-
ram, Chrom, Molybdan, Rhenium, Yttrium, Lanthan
oder Dysprosium, Tantal als Hauptkomponente zuge-
setzt. In diesem Fall ist Wolfram als Zusatzelement
bevorzugt, und der Gehalt ist vorzugsweise zum Bei-
spiel 0,1 bis 6 Gewichtsprozent.

[0053] Die Basis 17a, die das Elementsubstrat 7a
bildet, besteht zum Beispiel aus Quarz, Glas oder
Kunststoff, gemeinsam mit der Basis 17b (siehe
Fig. 2), die das Gegensubstrat 7b bildet. In einem
einfachen reflektiven Typ ist die Elementsubstratba-
sis 17a nicht unbedingt transparent, wahrend in die-
ser Ausfuhrungsform, in der die Vorrichtung sowohl
als reflektiver Typ wie auch als transmissiver Typ ver-
wendet wird, die Elementsubstratbasis 17a transpa-
rent sein muss.

[0054] Die Griinde, warum der Isolierfilm 61 an der
Oberflache des Elementsubstrats 7a bereitgestellt
wird, sind folgende: erstens wird verhindert, dass sich
der erste Metallfilm 62 von dem darunter liegenden
Film durch die Warmebehandlung nach der Abschei-
dung der zweiten Metallfiime 64a und 64b I6st. Zwei-
tens wird eine Diffusion von Unreinheiten in den ers-
ten Metallfilm 62 verhindert. Wenn diese Punkte un-
bedeutend sind, kann daher der Isolierfilm 61 fehlen.

[0055] Die TFD 56 ist ein Beispiel fir ein nicht line-
ares Element mit zwei Anschlissen, und es kann
auch ein Element, das eine Diodenelementstruktur
verwendet, wie ein MS| (Metallsemiisolator), ein Ele-
ment, in dem solche Elemente in Serie oder parallel
in entgegengesetzte Richtungen zueinander ge-
schaltet sind, verwendet werden. Wenn die
Strom-Spannungs-Eigenschaft sowohl in die negati-
ve als auch positive Richtung nicht streng symmetri-
siert sein muss, kann nur ein Element zur Bildung der
TFD verwendet werden.

[0056] In Fig. 4 umfasst die Pixelelektrode 66, die
durch Verlangern des zweiten Metallfilms 64b gebil-
det wird, einen Metallfilm aus Al (Aluminium) oder
dergleichen mit hohem Reflexionsgrad. Die Pixele-
lektrode 66 hat Schlitzéffnungen 67, die in schrager
Richtung gebildet sind, wie in Fig. 4(a) dargestellt ist.
Wenn die Flussigkristallvorrichtung als transmissiver
Typ funktioniert, dringt Licht, das durch die Offnungen
67 durchgelassen wird, in die Flissigkristallschicht
54 (siehe Fig. 3). Die Pixelelektrode 66 hat vorzugs-
weise die feinen Fortsatze, die zum Streuen reflek-
tierten Lichts bereitgestellt sind.

[0057] Die Flussigkristallscheibe 2 (siehe Fig. 1)
umfasst das Elementsubstrat 7a und das Gegensub-
strat 7b, die beide mit einem konstanten Spalt, der
dazwischen aufrecht erhalten wird, aneinander ge-
bunden sind, und den Flussigkristall L (siehe Eig. 2),

der in dem Spalt eingeschlossen ist. Angesichts der
optischen Leistung der Flissigkristallscheibe wird die
Richtung der Reibung, um dem Flussigkristall L eine
Orientierung zu verleihen, auf die Richtung einge-
stellt, die in Fig. 4(a) durch den Pfeil R, fur das Ele-
mentsubstrat 7a dargestellt ist, und auf die Richtung,
die flr das Gegensubstrat 7b mit dem Pfeil R; darge-
stellt ist. Das heillt, wenn keine Spannung angelegt
wird, ist die Reibungsrichtung, die die Orientierungs-
richtung der Flissigkristallmolekile bestimmt, die
Richtung Rg zu der oberen linken Seite in einem Win-
kel von 45° fiir das Gegensubstrat 7b, das sich an der
Vorderseite befindet, wenn beide Substrate in einem
kombinierten Zustand von der Seite des Gegensubs-
trats betrachtet werden, und die Reibungsrichtung ist
die Richtung R, zu der unteren linken Seite in einem
Winkel von 45° fiir das Elementsubstrat 7a, das sich
an der Ruckseite befindet. Daher stimmt die Schlitz-
richtung der Offnungen 67, die in dem Elementsubst-
rat 7a gebildet sind, mit der Reibungsrichtung R,
uberein.

[0058] Der Reibungsprozess wird im Allgemeinen
durch Reiben mit einem bauschigen Tuch, das auf
eine Walze gewickelt ist, in eine vorbestimmte Rich-
tung ausgefiihrt, um einfach einen unerwiinschten
Vorfall im Herstellungsprozess zu verursachen, wie
das Auftreten einer statischen Elektrizitat, und ver-
schiedener Staubpartikel. Da in dieser Ausfiihrungs-
form die Reibungsrichtung mit dem bauschigen Tuch
mit der Schlitzrichtung der Offnungen 67 (iberein-
stimmt, kann der Einfluss der Stufen, die durch die Pi-
xelelektroden 66 gebildet werden, verringert werden,
um das Auftreten einer statischen Elektrizitat und ver-
schiedener Staubpartikel zu unterdriicken.

[0059] Obwohl in der vorangehenden Beschreibung
die zweiten Metallfilme 64a und 64b dieselbe Zusam-
mensetzung wie die Pixelelektroden 66 haben, kon-
nen die zweiten Metallfilme 64a und 64b durch Struk-
turieren eines nicht reflektierenden Metalls, wie
Chrom, Titan oder Molybdan, gebildet werden, und
dann kénnen die Pixelelektroden 66 durch Strukturie-
ren eines reflektierenden Metalls, wie Al, gebildet
werden.

[0060] Wie ein Fig. 5 dargestellt ist, ist die Richtung
des elektrischen Feldes, das durch die Pixelelektrode
66 und die gegenlberliegende Datenleitung 52 er-
zeugt wird, zu den Substraten in den Bereichen, die
nicht die Offnungen 67 sind, senkrecht, und somit ist
die Starke des elektrischen Feldes auch gleichfor-
mig. Da die Elektrode bei den Offnungen 67 fehlt, tritt
andererseits ein elektrisches Feld nur aufgrund des
Leckverlusts von den Offnungsenden der Pixelelekt-
rode 66 auf. Daher nimmt die Starke des elektrischen
Feldes nahe jeder der Offnungen 67 von den Off-
nungsenden aus ab und ist somit nicht gleichférmig.
Im Gegensatz dazu bedeutet dies, dass die Starke
des elektrischen Feldes im Wesentlichen an den
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Punkten in gleichen Abstédnden von dem Seitenende
jeder der Offnungen 67, die in der Pixelelektrode 66
gebildet sind, konstant ist, d.h., an den Punkten, die
durch unterbrochene Linien in Fig. 6(a) dargestellt
sind.

[0061] Andererseits stimmt die Reibungsrichtung
des Elementsubstrats 7a, auf dem die Pixelelektro-
den 66 gebildet sind, mit der Schilitzrichtung der Off-
nungen 67 uberein, die in den Pixelelektroden 66 ge-
bildet sind, und die Flissigkristallmolekiile M an der
Seite des Elementsubstrats 7a werden somit parallel
mit den Seitenenden der Offnungen 67 orientiert,
wahrend keine Spannung angelegt wird. Wenn daher
eine Potenzialdifferenz zwischen den Pixelelektro-
den 66 und den Datenleitungen 52 auftritt, und insbe-
sondere, wenn die Potenzialdifferenz gering ist, ist
die elektrische Feldstarke an einem Ende jedes Flus-
sigkristallmolekuls M gleich jener am anderen Ende,
und somit neigen sich die Flussigkristallmolekile M,
die sich in den Offnungen 67 befinden, wie die Flis-
sigkristallmolekiile M, die sich in dem Bereich befin-
den, wo die Elektroden vorhanden sind, d.h., in dem
Bereich, der zur Anzeige beitragt, wenn die Vorrich-
tung als reflektiver Typ funktioniert. Daher ist die Ro-
tationsrichtung des Lichts, das durch die Offnungen
67 geht, im Wesentlichen gleich wie bei dem Licht,
das von den Pixelelektroden 66 reflektiert wird, wo-
durch ein Unterschied in der Anzeigequalitat zwi-
schen dem transmissiven Typ und dem reflektiven
Typ verringert wird.

[0062] Obwohl, wie zuvor beschrieben, die Schlitz-
richtung der Offnungen vorzugsweise mit der Rei-
bungsrichtung Ubereinstimmt, kann die Differenz in
der Anzeigequalitdt moglicherweise auf einen Wert
verringert werden, der kein praktisches Problem be-
reitet, solange der Winkel zwischen der Schlitzrich-
tung und der Reibungsrichtung im Bereich von + 15°
liegt.

[0063] Wenn sich die Reibungsrichtung von der
Schlitzrichtung der Offnungen 67 unterscheidet, sind
die Flussigkristallmolekiile M, die in den Offnungen
67 angeordnet sind, in die Richtung orientiert, die die
Seitenenden der Offnungen 67 kreuzt, wahrend kei-
ne Spannung angelegt wird, wie in Fig. 6(b) darge-
stellt. Selbst wenn daher eine Potenzialdifferenz zwi-
schen den Pixelelektroden 66 und die Datenleitun-
gen 52 auftritt, insbesondere, wenn die Potenzialdif-
ferenz gering ist, unterscheidet sich die elektrische
Feldstarke an einem Ende jedes Flissigkristallmole-
kils M von jener am anderen Ende, und somit neigen
sich die Fliissigkristallmolekiile, die sich in den Off-
nungen befinden, nicht wie die Flussigkristallmoleku-
le M, die sich in dem Bereich befinden, der zur Anzei-
ge beitragt, wenn die Vorrichtung als reflektiver Typ
verwendet wird. Dadurch unterscheidet sich die Ro-
tationsrichtung des Lichts, das durch die Offnungen
67 geht, von dem Licht, das von den Pixelelektroden

66 reflektiert wird, wodurch eine Differenz in der An-
zeigequalitdt zwischen dem transmissiven Typ und
dem reflektiven Typ verursacht wird.

[0064] Die Breite und Flache jeder der Offnungen
67, die in den Pixelelektroden 66 gebildet sind, wer-
den beschrieben. Wenn der Flussigkristall, der zwi-
schen einem Paar von Substraten eingeschlossen
ist, vom TN-Typ (Twisted Nematic) ist, ist der Abstand
zwischen beiden Substraten im Allgemeinen mehre-
re ym. In diesem Fall wird zum Beispiel bei einer nor-
malerweise weiflen Anzeige, selbst an den Punkten
mit einem Abstand von etwa 1,5 um von den Enden
der Schnittpunkte der Elektroden beider Substrate,
die schwarze Anzeige durch den Einfluss eines elek-
trischen Leckverlust-Feldes von einem Ende der Pe-
ripherie jeder Elektrode erzeugt, wahrend die Span-
nung angelegt wird. Wenn die Breite jeder der Schlit-
z6ffnungen 67, die in Fig. 4(a) dargestellt sind, etwa
3 um oder weniger ist, was zweimal so lang wie 1,5
pm ist, neigen sich dadurch die Flussigkristallmoleku-
le in den Offnungen 67 wie die Flissigkristallmolek-
le in den Bereichen, wo die Elektroden vorhanden
sind. Wenn im Gegensatz dazu die Breite der Schlit-
zoffnungen 67 3 pm oder mehr ist, wird ein toter
Raum in den Pixelelektroden 66 gebildet, in dem sich
die Flussigkristallmolekile M nicht entsprechend
dem elektrischen Feld neigen, sowohl beim reflekti-
ven Typ wie auch beim transmissiven Typ. Daher ist
die Breite W der Offnungen 67, falls mdglich, vor-
zugsweise 3 ym oder weniger.

[0065] Es wird angenommen, dass bei den Offnun-
gen 67 mit einer Breite W von 3 pm oder weniger kei-
ne ausreichende Lichtqualitat erhalten werden kann,
damit die Vorrichtung als transmissiver Typ funktio-
niert, wenn nicht eine Mehrzahl von Offnungen 67 ge-
manR der GroRe der Pixelelektroden 66 bereitgestellt
wird. Wenn jedoch viele Offnungen 67 bereitgestellt
sind, um die Gesamtflache zu erhéhen, wird die Men-
ge an durchgelassenem Licht bei der Verwendung
als transmissiver Typ erhdéht, wahrend die Qualitat
des reflektierten Lichts bei Verwendung als reflektiver
Typ entsprechend gesenkt wird, um einen Anzeige-
schirm zu verdunkeln. In Versuchen hat sich gezeigt,
dass die transmissive Anzeige und die reflektive An-
zeige gut ausgeglichen werden kénnen, wenn die
Flache der Offnungen 67 auf 10 bis 25% der Flache
der Pixelelektroden 66 eingestellt ist. Genauer, die
Flache der Pixelelektroden 66 bezeichnet die Flache
der effektiven Anzeigebereiche, die die Schnittpunkte
der Pixelelektroden 66 und der Datenleitungen 52
sind, und die nicht von der schwarzen Matrix oder
dergleichen abgeschirmt sind.

[0066] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 1 sind
mehrere Anschlisse 13a an dem vorstehenden Teil
des ersten Substrats 7a gebildet, das als Element-
substrat dient. Diese Anschlisse werden gleichzeitig
mit der Bildung der Pixelelektroden 66 auf dem Be-
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reich der Oberflache des ersten Substrats 7a gebil-
det, der dem zweiten Substrat 7b gegenuberliegt,
das als Gegensubstrat dient. Ebenso ist eine Mehr-
zahl von Anschliissen 13b auf dem vorstehenden Teil
des zweiten Substrats 7b gebildet. Diese Anschlisse
werden gleichzeitig mit der Bildung der Datenleitun-
gen 52 auf dem Bereich der Oberflache des zweiten
Substrats 7b gebildet, der dem ersten Substrat 7a
gegeniberliegt.

[0067] Jede der FPC 3a und der FPC 3b wird durch
Bilden eines Metallfiimmusters mit einem gewlinsch-
ten Muster auf einer flexiblen Basisschicht aus Polyi-
mid oder einem anderen Material gebildet. Eine
Mehrzahl von Anschliissen 22 ist an einem Seitenen-
de der FPC 3b gebildet und leitend an die Anschlis-
se 13b des zweiten Substrats 7b unter Verwendung
eines leitenden Klebstoffelements, wie ACF, ange-
schlossen. Eine Mehrzahl von Anschlissen 23, die
an einem anderen Seitenende der FPC 3b gebildet
sind, ist an die Anschlisse (nicht dargestellt) ange-
schlossen, die an einem passenden Abschnitt des
Kontrollsubstrats 5 bereitgestellt sind.

[0068] Andererseits ist in der FPC 3a die Mehrzahl
von Anschlissen 14 an der Seite der Scheibe an der
Ruckseite (der unteren Seite, wie in Eig. 1 darge-
stellt) an dem Seitenende der Flissigkristallscheibe
gebildet, und eine Mehrzahl von Anschlissen 16 an
der Seite des Kontrollsubstrats ist auf der Oberflache
(der oberen Seite, wie in Eig. 1 dargestellt) an dem
Seitenende gebildet, das der Seite der Flussigkristall-
scheibe 2 gegenliberliegt. Ferner ist ein passendes
Verdrahtungsmuster 18 in einem breiten Bereich der
Oberflache der FPC 3a gebildet, so dass ein Ende
des Verdrahtungsmusters 18 direkt an die Anschlis-
se 16 an der Seite des Kontrollsubstrats angeschlos-
sen ist, und das andere Ende an die Anschliusse 14
an der Seite der Scheibe an der Rickseite durch
Durchgangslécher 19 angeschlossen ist.

[0069] Ferner ist eine Mehrzahl von LEDs (Leucht-
dioden) 21 als Licht emittierende Vorrichtungen an
der Ruckseite der FPC 3a, d.h., an der Seite, die der
Seite des Verdrahtungsmusters 18 gegenuberliegt, in
passenden Abstanden in einer Linie montiert, so
dass gemeinsam mit dem Lichtleiter 4 eine Beleuch-
tungsvorrichtung erhalten wird. Die Verdrahtung fir
diese LEDs 21 ist an die Anschlisse 16 an der Seite
des Kontrollsubstrats zum Beispiel durch Durch-
gangslécher angeschlossen. Wie in Fig. 7(a) darge-
stellt, umfasst zum Beispiel jede der LEDs 21 Stifte
26 als Positioniermittel, die an beiden Seiten der Licht
emittierenden Oberflache 24 bereitgestellt sind, so
dass die Licht emittierende Oberflache 24 und die
Stifte 26 der Richtung zugewandt sind, die durch ei-
nen Pfeil B in Eig. 1 dargestellt ist, d.h. der Richtung,
die der FPC 3a gegenlberliegt.

[0070] Eine Diffusionsplatte 27 ist auf der Oberfla-

che an der Seite der Flussigkristallscheibe des Licht-
leiters 4 durch Adhasion oder dergleichen montiert,
und eine Reflektorplatte 28 ist an der Oberflache des
Lichtleiters 4, die der Seite der Flussigkristallscheibe
gegenuberliegt, durch Adhasion oder dergleichen
montiert. Die Reflektorplatte 28 reflektiert das Licht,
das von der Licht empfangenden Oberflache 4a des
Lichtleiters empfangen wird, zu der Flussigkristall-
scheibe 2. Die Diffusionsplatte 27 diffundiert das
Licht, das von dem Lichtleiter ausgestrahlt wird, zu
der FlUssigkristallscheibe 2 mit gleichférmiger, plana-
rer Starke.

[0071] Eine Anzahl von Aufnahmevertiefungen 29
sind auf der Licht empfangenden Oberflache 4a des
Lichtleiters 4 bereitgestellt, die der Anzahl von LEDs
21 entsprechen, die auf der FPC 3a montiert sind,
und Positioniervertiefungen 31 sind an beiden Seiten
jeder der Aufnahmevertiefungen 29 bereitgestellt.
Jede der Positioniervertiefungen 31 ist mit einer Gro-
Re und einem Positionsverhaltnis gebildet, die ein
Einsetzen der Stifte 26, die auf der Licht empfangen-
den Oberflache 24 jeder LED 21 gebildet sind, die an
der FPC 3a montiert ist, ohne Lockerung ermoglicht.

[0072] Wie in Fig. 2 dargestellt, ist der Lichtleiter 4
an der Nicht-Anzeigeseite der Flussigkristallscheibe
2 mit einem dazwischenliegenden Puffermaterial 32,
das aus Gummi, Kunststoff oder dergleichen besteht,
montiert. Das Kontrollsubstrat 5 ist an der Seite des
Lichtleiters 4 gegeniiber der Seite bereitgestellt, an
der die Reflektorplatte 28 montiert ist. Das Kontroll-
substrat 5 ist als Komponente der Flissigkristallvor-
richtung 1 an der Oberflache der Nicht-Anzeigeseite
des Lichtleiters 4 oder als Komponente einer elektro-
nischen Vorrichtung, die die Flussigkristallvorrichtung
1 verwendet, montiert. Zusatzlich sind die Anschliis-
se 33 an einem Seitenende des Kontrollsubstrates 5
fur den Anschluss an eine externe Schaltung gebil-
det.

[0073] Beim Zusammenbauen der Komponenten
der Flussigkristallvorrichtung 1, die in einer in Einzel-
teile zerlegten Ansicht von Eig. 1 dargestellt ist, wird
das Ende an der Seite der Flussigkristallscheibe der
FPC 3a, wie in Fig. 2 dargestellt, an den vorstehen-
den Abschnitt des ersten Substrats 7a mit dem ACF
34 gebunden. Durch diese Bindung werden die An-
schlisse 13a des ersten Substrats 7a an die An-
schliisse 14 der FPC 3a mit den leitenden Partikeln,
die im ACF 34 enthalten sind, leitend angeschlossen.
Dann wird die FPC 3a entlang der Licht empfangen-
den Oberflache 4a des Lichtleiters 4 gebogen, und in
diesem gebogenen Zustand Uberlappt das Seitenen-
de der FPC 3a mit dem Seitenende des Kontrollsub-
strats 5. Dann werden die Anschlisse 16 auf der FPC
3a an die Anschlisse 33 auf dem Kontrollsubstrat 5
durch Léten oder eine andere leitende Verbindungs-
methode angeschlossen.
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[0074] Beim Biegen der FPC 3a fiir einen leitenden
Anschluss, wie zuvor beschrieben, sind die Licht
emittierenden Oberflachen 24 (siehe Fig. 7(a)) der
Mehrzahl von LEDs 21, die auf der Oberflache der
FPC 3a montiert sind, in den Aufnahmevertiefungen
29 aufgenommen, die an der Licht empfangenden
Oberflache 4a des Lichtleiters 4 gebildet sind, und die
Stifte 26, die an den Licht emittierenden Oberflachen
24 der LEDs 21 bereitgestellt sind, werden mit den
Positioniervertiefungen 31 in Eingriff gebracht. Durch
diesen Vorgang, wie in Fig. 2 dargestellt, werden die
LEDs an der Licht empfangenden Oberflache 4a des
Lichtleiters 4 montiert, um die Beleuchtungsvorrich-
tung zum Zuleiten von Licht zu dem Flussigkristall-
scheibe 2 zu bilden. Ebenso ist fir die andere FPC
3b, wie in Fig. 1 dargestellt, das Seitenende, an dem
die Anschlisse 23 gebildet sind, an die Anschlusse
an der Seite des Kontrollsubstrats leitend ange-
schlossen, die an einem entsprechenden Abschnitt
des Kontrollsubstrats 5 ausgebildet sind.

[0075] Wenn in der derart gebildeten Flissigkristall-
vorrichtung 1, in Fig. 2, Licht von den LEDs 21 aus-
gestrahlt wird, wird das Licht, das von den Licht emit-
tierenden Oberflachen 24 ausgestrahlt wird, in den
Lichtleiter 4 geleitet, von der Reflektorplatte 28 zu der
Flussigkristallscheibe 2 reflektiert, und dann von der
Diffusionsplatte 27 diffundiert, so dass das diffundier-
te Licht mit gleichférmiger planarer Starke zu der
Flissigkristallscheibe 2 geleitet wird. Die Komponen-
te des zugeleiteten Lichts, die durch den Polarisator
12a an der Seite des Lichtleiters geht, wird zu der
Flissigkristallschicht geleitet, und dann fir jedes Pi-
xel durch den Flissigkristall moduliert, der eine Ori-
entierung hat, die fir jedes Pixel entsprechend einer
Anderung in der Spannung gesteuert wird, die zwi-
schen den Pixelelektroden 65 und den Datenleitung
52 angelegt wird. Das modulierte Licht wird durch
den Polarisator 12b an der Anzeigeseite geleitet, um
ein Bild an der AuRenseite anzuzeigen.

[0076] Wie zuvor beschrieben, werden in der Flis-
sigkristallvorrichtung 1 dieser Ausfiihrungsform die
LEDs 21 von der FPC 3a gestltzt, um eine elektri-
sche Verbindung zwischen der Flissigkristallscheibe
2 und dem Kontrollsubstrat 5 zu erreichen, um ein
zweckbestimmtes Substrat zum Stltzen der LEDs 21
zu eliminieren, wodurch die Stutzstruktur fir die
LEDs 21 vereinfacht wird. Daher kann eine Kosten-
verringerung und Miniaturisierung der Flussigkristall-
vorrichtung erreicht werden.

[0077] Jede der LEDs 21 ist immer an der konstan-
ten Position relativ zu der Licht empfangenden Ober-
flache 4a des Lichtleiters 4 durch den Eingriff zwi-
schen den Stiften 26 und den Vertiefungen 31 positi-
oniert, und eine Abweichung der Positionen der LEDs
relativ zu dem Lichtleiter 4 wahrend der Verwendung
der Flussigkristallvorrichtung 1 wird verhindert. Da-
her tritt keine Variation in der Anzeigenhelligkeit der

Flissigkristallscheibe 2 von Produkt zu Produkt auf,
und somit kénnen viele Flussigkristallvorrichtungen 1
mit einer gleichférmigen Anzeigeleistung stabil her-
gestellt werden.

[0078] In dieser Ausfiihrungsform sind die LEDs 1
auf derselben Oberflache der FPC 3a wie die An-
schlisse 14 an der Seite der Flissigkristallscheibe
montiert, und das Verdrahtungsmuster 18 der FPC
3a ist an der Seite bereitgestellt, die der Seite der
LED 21 gegenuberliegt, und an die Anschlisse 14
durch die Durchgangslécher 19 angeschlossen. Da-
her kann das Verdrahtungsmuster 18 frei gestaltet
werden, ohne Beeinflussung durch die LEDs 21.

(Zweite Ausfuhrungsform)

[0079] Fig. 8 zeigt eine Flussigkristallvorrichtung
gemal einer anderen Ausfuhrungsform der vorlie-
genden Erfindung. In dieser Ausflihrungsform sind
dieselben Elemente wie jene, die in Fig. 1 dargestellt
sind, mit denselben Bezugszeichen bezeichnet, und
deren Beschreibung wird unterlassen. Die Konstruk-
tion, die in Fig. 8 nicht dargestellt ist, ist dieselbe wie
jene der in Fig. 1 dargestellten Ausfiihrungsform.

[0080] Diese Ausfiihrungsform unterscheidet sich
von der in Eig. 1 dargestellten Ausfuhrungsform da-
rin, dass alle Anschliisse 14 an der Seite der Flissig-
kristallscheibe, die Anschlisse 16 an der Seite des
Kontrollsubstrats und das Verdrahtungsmuster 18 an
derselben Seite einer FPC 3a gebildet sind, die als
flexibles Substrat an der Seite verwendet wird, an der
die LEDs 21 montiert sind, d.h., an der unteren Seite,
wie in Eig. 8 dargestellt. In diesem Fall kdnnen das
Verdrahtungsmuster 18 und die LEDs 21 nicht an
denselben Positionen angeordnet werden, und somit
wird das Verdrahtungsmuster 18 gebildet, um die
LEDs zu meiden.

(Dritte Ausfihrungsform)

[0081] Fig. 9 zeigt den Hauptteil einer Flussigkris-
tallvorrichtung geman einer weiteren Ausfiihrungs-
form der vorliegenden Erfindung. In dieser Ausfih-
rungsform sind dieselben Elemente wie jene, die in
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt sind, mit denselben Be-
zugszeichen bezeichnet, und deren Beschreibung
wird unterlassen. Die Konstruktion, die in Fig. 9 nicht
dargestellt ist, ist dieselbe wie jene der in Fig. 1 und
Fig. 2 dargestellten Ausfiihrungsform.

[0082] Diese Ausfiuhrungsform unterscheidet sich
von der in Fig. 2 dargestellten Ausfuhrungsform da-
rin, dass ein Lichtleiter 4A in einer gebogenen Form
gebildet ist, so dass die Licht empfangende Oberfla-
che 4a der Richtung zugewandt ist, die der Flissig-
kristallscheibe 2 gegenuberliegt, und die Licht emit-
tierenden Oberflachen 24 der LEDs 21, die von der
FPC 3a gestiitzt werden, gegenuber der gebogenen,
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Licht empfangenden Oberflache 4a angeordnet sind,
wobei die FPC 3a an die Anschlisse 33 des Kontroll-
substrats 5 leitend angeschlossen ist.

[0083] In dieser Ausflihrungsform kann ein weiter
Raum R zwischen dem Lichtleiter 4A und der FPC 3a
gebildet sein, so dass der Raum R nach Wunsch da-
fur verwendet werden kann, zum Beispiel einen
Chip-Kondensator und andere elektronische Teile zu
enthalten, die auf der FPC 3a montiert sind.

(Vierte Ausflihrungsform)

[0084] Fig. 10 zeigt den Hauptabschnitt einer Flus-
sigkristallvorrichtung gemaf einer weiteren Ausfuh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. In dieser Aus-
fuhrungsform sind dieselben Elemente wie jene, die
in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt sind, mit denselben
Bezugszeichen bezeichnet, und deren Beschreibung
wird unterlassen. Die Konstruktion, die in Fig. 10
nicht dargestellt ist, ist dieselbe wie jene der in Fig. 1
und Fig. 2 dargestellten Ausfiihrungsform.

[0085] Diese Ausfiihrungsform unterscheidet sich
von der in Eig. 2 dargestellten Ausfuhrungsform da-
rin, dass die Licht emittierenden Oberflachen 24 der
LEDs 21 an den Seiten der Oberflachen angeordnet
sind, die an der FPC 3a montiert sind, und die FPC
3a an die Anschlisse 33 des Kontrollsubstrats 5 lei-
tend angeschlossen ist, so dass die Licht emittieren-
den Oberflachen 24 gegenuber der Licht empfangen-
den Oberflache 4a des Lichtleiters 4 angeordnet sind.

[0086] In dieser Ausfihrungsform kann ein weiter
Raum R zwischen dem Lichtleiter 4 und der FPC 3a
gebildet sein, so dass der Raum R nach Wunsch da-
fur verwendet werden kann, zum Beispiel einen
Chip-Kondensator und andere elektronische Teile zu
enthalten, die auf der FPC 3a montiert sind.

(Funfte Ausfuhrungsform)

[0087] Fig. 7(b) zeigt ein modifiziertes Beispiel 21A
der LED als Licht emittierende Vorrichtung. Die LED
21A unterscheidet sich von der in Fig. 7(a) darge-
stellten LED 21 darin, dass die Licht emittierende
Oberflache 24 um den Lichtemissionspunkt F eine
ebene Oberflache ist.

(Sechste Ausfuhrungsform)

[0088] Fig. 7(c) zeigt ein modifiziertes Beispiel 21B
der LED als Licht emittierende Vorrichtung. Die LED
21B unterscheidet sich von der in Fig. 7(a) darge-
stellten LED 21 darin, dass die Licht emittierende
Oberflache 24 um den Lichtemissionspunkt F eine
ebene Oberflache ist und dreieckige Prismafortsatze
36 als Positioniermittel anstelle der Stifte 26 verwen-
det werden.

(Ausfuhrungsform der elektronischen Vorrichtung)

[0089] Fig. 11 zeigt eine Ausfiuhrungsform, in der
die Flussigkristallvorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung als Anzeigevorrichtung einer von verschiede-
nen elektronischen Vorrichtungen verwendet wird.
Die in Fig. 11 dargestellte elektronische Vorrichtung
umfasst eine Anzeigeninformationenausgabequelle
100, eine Anzeigeninformationenverarbeitungsschal-
tung 101, eine Energiequellenschaltung 102, einen
Taktgeber 103 und eine Flussigkristallvorrichtung
104. Die Flussigkristallvorrichtung 104 umfasst eine
Flussigkristallscheibe 105 und eine Ansteuerschal-
tung 106. Die Flussigkristallvorrichtung 1, die in
Fig. 1 dargestellt ist, kann als Flussigkristallvorrich-
tung 104 verwendet werden, und die Flussigkristall-
scheibe 2, die in Fig. 1 dargestellt ist, kann als das
Flissigkristallscheibe 105 verwendet werden.

[0090] Die Anzeigeninformationenausgabequelle
100 umfasst einen Speicher, wie einen ROM (Nur-Le-
se-Speicher), RAM (Direktzugriffsspeicher), eine
Speichereinheit, wie eine von verschiedenen Schei-
ben, eine Abstimmschaltung zum Abstimmen und
Ausgeben eines digitalen Bildsignals, so dass Anzei-
geinformationen, wie ein Bildsignal, in einem vorbe-
stimmten Format zu der Anzeigeninformationenver-
arbeitungsschaltung 101 auf der Basis eines Taktsig-
nals geleitet werden, das von dem Taktgeber 103 er-
zeugt wird.

[0091] Die Anzeigeninformationenverarbeitungs-
schaltung 101 umfasst verschiedene bekannte
Schaltungen, wie eine Seriell/Parallel-Umwandlungs-
schaltung, eine Verstarkungs-Inversionsschaltung,
eine Rotationsschaltung, eine Gammakorrektur-
schaltung, eine Klemmschaltung usw., um die einge-
gebenen Anzeigeninformationen zu verarbeiten, um
das Bildsignal gemeinsam mit dem Taktsignal CLK zu
der Ansteuerschaltung 106 zu leiten. Die Ansteuer-
schaltung 106 ist ein allgemeiner Begriff fir die Ab-
tastleitungsansteuerschaltung 57, die Datenleitungs-
ansteuerschaltung 58 und eine Uberpriifungsschal-
tung und dergleichen, die in Fig. 3 dargestellt sind.
Die Energiequellenschaltung 102 leitet eine vorbe-
stimmte elektrische Energie zu jeder der Komponen-
ten.

[0092] Fig. 12 zeigt einen mobilen Personal-Com-
puter als elektronische Vorrichtung geman einer Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung. Der Perso-
nal-Computer 110, der in Fig. 12 dargestellt ist, um-
fasst ein Gehause 112 mit einer Tastatur 111, und
eine Flussigkristallanzeigeeinheit 113. Die Flussig-
kristallanzeigeeinheit 113 umfasst die in Fig. 1 dar-
gestellte Flussigkristallvorrichtung. Eig. 13 zeigt ein
Mobiltelefon als elektronische Vorrichtung geman ei-
ner anderen Ausfuhrungsform der vorliegenden Er-
findung. Das Mobiltelefon 120, das in Eig. 13 darge-
stellt ist, umfasst eine Mehrzahl von Betatigungstas-
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ten 121 und die Flussigkristallvorrichtung 1.

[0093] Da die Flussigkristallvorrichtung 1, die in der
Ausfuhrungsform verwendet wird, die in jeder der
Fig. 12 und Fig. 13 dargestellt ist, die transflektive
Flussigkristallvorrichtung ist, wie zuvor unter Bezug-
nahme auf Fig. 1 beschrieben, ist eine stérungsfreie
Anzeige durch Aufleuchten der Beleuchtungsvorrich-
tung, die die LEDs 21 und den Lichtleiter 4, d.h., ein
Gegenlicht, umfasst, erkennbar, selbst wenn der
Computer oder das Mobiltelefon an eine Stelle mit
unzureichendem externen Licht gebracht wird.

[0094] In der Flussigkristallvorrichtung 1, die in
Fig. 1 dargestellt ist, werden die LEDs 21 von der
FPC 3a gestitzt, um eine elektrische Verbindung zwi-
schen der Flussigkristallscheibe 2 und dem Kontroll-
substrat 5 zu erreichen, um ein zweckbestimmtes
Substrat zum Stitzen der LEDs 21 zu eliminieren,
wodurch die Stutzstruktur fur die LEDs 21 deutlich
vereinfacht wird. Daher kann die Flissigkristallvor-
richtung 1 miniaturisiert und in die Flussigkristallan-
zeigeeinheit 113 eingebaut werden, wie in Fig. 12
dargestellt, so dass die Bildung eines schmalen Rah-
mens, d.h., eines schmalen Rahmenbereichs der
Flissigkristallanzeigeeinheit 113 mdglich ist. Im Be-
zug auf das Mobiltelefon 120, das in Eig. 13 darge-
stellt ist, ermdglicht die Miniaturisierung der Flissig-
kristallvorrichtung 1 den Einbau eines groRen Anzei-
gebereichs, selbst wenn die Auflendimension des
Mobiltelefons verringert ist.

[0095] In Fig. 2 sind die LEDs 21 durch den Eingriff
zwischen den Stiften 26 und den Vertiefungen 31 im-
mer an konstanten Positionen relativ zu der Licht
empfangenden Oberflache 4a des Lichtleiters 4 posi-
tioniert, und eine Abweichung der Positionen relativ
zu dem Lichtleiter 4 wahrend der Verwendung der
Flussigkristallvorrichtung 1 wird verhindert, wodurch
es zu keiner Variation in der Anzeigenhelligkeit der
Flussigkristallvorrichtung 1 von Produkt zu Produkt
kommt. Daher haben die Anzeigeschirme des in
Fig. 12 dargestellten Computers und des in Eig. 13
dargestellten Mobiltelefons 120 keine Helligkeits-
schwankungen von Produkt zu Produkt, und somit
kann eine gleichférmige Anzeigenleistung erhalten
werden.

[0096] Obwohl die vorliegende Erfindung zuvor un-
ter Bezugnahme auf die bevorzugten Ausfuhrungs-
formen beschrieben wurde, ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf diese Ausfiihrungsformen beschrankt,
und es kénnen verschiedene Modifizierungen im Um-
fang der Anspriiche vorgenommen werden.

[0097] Zum Beispiel wird in der in Fig. 1 dargestell-
ten Ausfuhrungsform die vorliegende Erfindung bei
einer Flussigkristallvorrichtung mit aktiver Matrix vom
transflektiven Typ unter Verwendung von TFDs ange-
wendet. Die vorliegende Erfindung kann jedoch bei

verschiedenen anderen Arten von Flissigkristallvor-
richtungen angewendet erden, wie bei einer reflekti-
ven Flussigkristallvorrichtung, einer transmissiven
Flissigkristallvorrichtung, einer Flussigkristallvorrich-
tung mit aktiver Matrix unter Verwendung anderer
Schaltelemente als TFDs, einer Flissigkristallvor-
richtung mit passiver Matrix ohne Verwendung von
Schaltelementen.

[0098] Wie zuvor beschrieben, umfasst eine Flus-
sigkristallvorrichtung der vorliegenden Erfindung eine
Licht emittierende Vorrichtung, die auf einem flexib-
len Substrat bereitgestellt ist, das an eines von Sub-
straten angeschlossen ist, die einen Flussigkristall
dazwischen halten, und das flexible Substrat wird fur
eine elektrische Verdrahtung fir den Flissigkristall
verwendet, und nicht als zweckbestimmtes Substrat
zur Montage der Flissigkristallvorrichtung auf einem
Lichtleiter. Daher kann die Stitzstruktur fur die Licht
emittierende Vorrichtung deutlich vereinfacht wer-
den, um eine Kostenreduktion und Miniaturisierung
der Flussigkristallvorrichtung zu erreichen.

Patentanspriiche

1. Flussigkristallvorrichtung, umfassend ein Paar
von Substraten (7a, 7b), die einen Flissigkristall (L)
dazwischen halten, einen Lichtleiter (4), der gegeni-
ber einem der Substrate (7a, 7b) bereitgestellt ist, ein
flexibles Substrat (3a), das an eines der Substrate
(7a) angeschlossen ist, und eine Licht emittierende
Vorrichtung (21), die gegenuber der Licht empfan-
genden Oberflache (4a) des Lichtleiters (4) bereitge-
stellt ist;
wobei die Licht emittierende Vorrichtung (21) auf dem
flexiblen Substrat (3a) montiert und gegentber der
Licht empfangenden Oberflache (4a) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Positioniermittel zwischen der Licht emittierenden
Vorrichtung (21) und der Licht empfangenden Ober-
flache (4a) bereitgestellt ist, um die Licht emittierende
Vorrichtung (21) zu positionieren.

2. Flussigkristallvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei das Positioniermittel einen vorstehenden Ab-
schnitt umfasst, der entweder an der Seite der Licht
emittierenden Vorrichtung (21) oder der Seite des
Lichtleiters (4) bereitgestellt ist, und einen vertieften
Abschnitt, der an der anderen Seite bereitgestellt ist,
so dass er mit dem vorstehenden Abschnitt in Eingriff
gelangt.

3. Flussigkristallvorrichtung nach Anspruch 2,
wobei der vorstehende Abschnitt einen zylindrischen
Stift (26) oder einen dreieckigen Prismafortsatz (36)
umfasst.

4. Flussigkristallvorrichtung nach einem der An-
spriche 1 bis 3, wobei das flexible Substrat (3a) ent-
lang der Licht empfangenden Oberflache (4a) des
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Lichtleiters (4) so gebogen ist, dass die Licht emittie-
rende Vorrichtung (21) gegeniber der Licht empfan-
genden Oberflache (4a) angeordnet ist.

5. Flussigkristallvorrichtung nach einem der An-
spriche 1 bis 4, wobei das flexible Substrat (3a) eine
Anschlussklemme (14) aufweist, die an eines der
Substrate angeschlossen ist, sowie die Licht emittie-
rende Vorrichtung (21), die auf derselben Oberflache
des flexiblen Substrats (3a) bereitgestellt ist wie die
Oberflache, wo die Anschlussklemme (14) bereitge-
stelltist, und ein Verdrahtungsmuster (18), das an der
Oberflache gegeniber der Oberflache bereitgestellt
ist, wo die Licht emittierende Vorrichtung (21) bereit-
gestellt ist, wobei das Verdrahtungsmuster (18) an
die Anschlussklemme (14) durch ein Durchgangs-
loch (19) angeschlossen ist.

6. Flussigkristallvorrichtung nach einem der An-
spriche 1 bis 4, wobei das flexible Substrat (3a) eine
Anschlussklemme (14) aufweist, die an das Substrat
(7a, 7b) angeschlossen ist, sowie ein Verdrahtungs-
muster (18), das an derselben Oberflaiche wie die
Oberflache gebildet ist, auf der die Anschlussklemme
(14) bereitgestellt ist, und die Licht emittierende Vor-
richtung (21), die auf derselben Oberflache des fle-
xiblen Substrats (3a) bereitgestellt ist wie die Oberfla-
che, auf der das Verdrahtungsmuster (18) bereitge-
stellt ist.

7. Flussigkristallvorrichtung nach Anspruch 6,
wobei das Verdrahtungsmuster (18) auf dem flexib-
len Substrat (3a) bereitgestellt ist, um die Licht emit-
tierende Vorrichtung (21) zu meiden.

8. Flussigkristallvorrichtung nach einem der An-
spriche 1 bis 7, wobei sich die Licht emittierende
Oberflache (24) an der Seite der montierten Oberfla-
che der Licht emittierenden Vorrichtung (21) an dem
flexiblen Substrat (3a) befindet, und die Licht emittie-
rende Oberflache (24) gegenliber der Licht empfan-
genden Oberflache (4a) des Lichtleiters (4) angeord-
net ist.

9. Flussigkristallvorrichtung nach einem der An-
spriche 1 bis 7, wobei der Lichtleiter (4) in einer ge-
bogenen Form gebildet ist, so dass seine Licht emp-
fangende Oberflache (4a) in die Richtung weist, die
dem Paar von Substraten (7a, 7b) entgegengesetzt
ist, und die Licht emittierende Oberflache (24) der
Licht emittierenden Vorrichtung (21) gegenuiber der
Licht empfangenden Oberflache (4a) angeordnet ist,
die in die Richtung weist, die dem Paar von Substra-
ten (7a, 7b) entgegengesetzt ist.

10. Flussigkristallvorrichtung nach einem der An-
spriche 1 bis 9, wobei das flexible Substrat (3a) zum
Zuleiten eines Signals zum Ansteuern des Flissig-
kristalls (L) verwendet wird.

11. Elektronische Vorrichtung, die eine Flussig-
kristallvorrichtung (104) umfasst, sowie eine Steuer-
schaltung zum Steuern eines Betriebs der Flissig-
kristallvorrichtung, wobei die Flussigkristallvorrich-
tung eine Flussigkristallvorrichtung nach einem der
Anspriiche 1 bis 10 ist, und das flexible Substrat (3a)
an die Steuerschaltung derart angeschlossen ist,
dass die Licht emittierende Vorrichtung gegentiber
der Licht empfangenden Oberflache des Lichtleiters
angeordnet ist, wobei die Steuerschaltung an das fle-
xible Substrat angeschlossen ist.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen

13/26



DE 601 21 858 T2 2007.02.08

Anhangende Zeichnungen

[FIG. 1] .
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[FIG. 4]

17/26



DE 601 21 858 T2 2007.02.08

[FIG. 5]

rs
————eee e
7/
. /7
L
/|
/
/
/
o’
/
/
/
7/
4
/
—.\
/|
\/ \\
a7 e
N~ Vs
— 4
/’
7
: /
7/
4
"
7
I'd
7/
rd
7/
e
/
4

VT 777 77777 7 777 777

18/26



DE 601 21 858 T2 2007.02.08

6]

(FIG.

Z

- e e e - e e - e

Vv

N
/1
/
AN

(b)

N N N N N N N N N

ol
w

19/26



DE 601 21 858 T2 2007.02.08

[FIG. 7]
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[FIG. 8]
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[FIG. 12)
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[FIG. 13]
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